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Abstract of EP0765747 

An improved coating apparatus which uniformly 
applies inks and other compositions onto 
substrates. The apparatus has the facility of an 
automated washing cycle for cleanup between 
different coating compositions. It includes an 
applicator (100) for applying a liquid to a 
substrate; a supply pump (104) which draw the 
liquid from a reservoir (102) to the applicator 
means; a return pump (112) which draw the liquid 
away from the applicator to a drain or back to the 
reservoir; and a flow controller which 
independently controls the pumping action of 
each of the supply pump and the return pump 
such that a return pumping force is maintained 
which is greater than an applied supply pumping 
force. The pumps and a series of three-port 
valves are automechanically adjusted to 
sequentially cause the apparatus to draw a liquid 
from a reservoir and direct the liquid to the 
applicator, drain the liquid from the apparatus, 
circulate a cleaning solution about the apparatus 
and drain the cleaning solution from the 
apparatus. 
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Description 

BACKGROUND OF THE INVENTION 

5 FIELD OF THE INVENTION 

[0001] The present invention relates to an apparatus for coating substrates. More particularly the invention pertains 
to an improved coating apparatus which uniformly applies inks and other compositions onto substrates. The apparatus 
has the facility of an automated washing cycle for cleanup between different coating compositions. 

w 

DESCRIPTION OF THE PRIOR ART 

[0002] It is known in the art of f lexographic printing to continuously apply inks or other coating compositions to paper 
or other substrates. In the usual case, ink is applied to the surface of an aniiox roller through an ink fountain having 

15 doctor btades. Typical ink fountains are described in U.S. patents 5,41 0,961 ; 5.01 0,81 7, and 4,527,479. One problem 
with prior art fountains is that ink or other coating solutions may not be uniformly supplied to it. Typically, an ink is 
supplied to a fountain either by the action of gravity or a pump. Excess ink is likewise removed from a fountain either 
by gravity or a pump. Since various coating compositions have differing viscosities, it is advantageous to use a pump 
to supply and drain liquid to and from the fountain. In this regard, U.S. patent 5,213,044 shows a coating apparatus 

20 which uses a single pump which is capable of reversing fluid flow direction. U.S. patent 5,367,982 shows a circulation 
system for a fountain employing both fed and return line pumps. While the pumps adjust the flow rate of the liquid, the 
pumps are not independently variable. This is disadvantageous since pulsations and hence uneven flow can be caused 
in improperly adjusted flow lines. U.S. patent 4,643,124 shows another liquid coating supply system where the supply 
and return pumps act in unison by an air cylinder and are not independently controllable either in speed or magnitude 

25 of pumping strokes. This invention provides a coating system having supply and return pumps which are independently 
controllable in speed and/or magnitude of pumping strokes. This allows improved control of coating liquid flow as well 
as flow line pressure control for different viscosity liquids. 

[0003] Another problem in the art is cleaning of the fountain and its supply and return lines. This invention therefore 
not only provides a system for circulating a liquid coating or ink through a fountain coater but also including means for 

30 automatically draining and washing the fountain and its liquid circulation system. When the fountain is to remain idle 
for an extended period, at the end of the work day, or between color changes the liquid must be drained from the 
fountain, and all fountain parts and flow lines must be thoroughly cleaned using appropriate solutions. Typically, the 
supply lines, return lines and the fountain must be flushed and hand cleaned. The coating rollers and reservoir pan 
must also be cleaned manually. A substantial amount of press downtime is involved during the manual cleaning of the 

35 coater components. Manual cleaning requires that the coater be removed from the press to provide clean-up access 
to internal components. In addition, the internal surfaces of the doctor blade cavity are difficult to reach, with the result 
that the reservoir cavity may become contaminated with a coating residue which builds up and may contaminate the 
coating liquid during subsequent press runs. The time spent in cleaning the coater is non-productive time and therefore 
there has been a need for a system to reduce the wash-up time between jobs. The above mentioned U.S. patent 

40 5.367,982 shows one known cleaning system. As mentioned, this system is disadvantageous since the pumps are not 
independently variable as the application requires. The absence of liquid accumulators in this system does not provide 
for dampening of pressure surges. 

[0004] The present invention provides an improved coating assembly which performs conventional coating opera- 
tions, and which is automatically sequenced through cleaning cycles while the coater remains attached to the press, 

45 and does not require disassembly, removal and reassembly for manual cleaning. Cleaning operations are performed 
more completely and more thoroughly than can be achieved by conventional manual cleaning methods. The same 
pumps are used for circulating a cleaning solution as well as for circulating the coating liquid. The supply and return 
lines, valves and pumps which circulate the coating liquid and cleaning solution all are drained and cleaned simulta- 
neously with the cleaning of the fountain and aniiox roller, thus preventing the progressive build-up of contaminants 

50 which occur in the coating components of such systems. The valving, pumping and liquid supply reservoir and waste 
storage handle the circulation of both the coating liquid and the cleaning solution. The assembly employs three-port 
control valves to effect the different operating modes of coating, washing and draining which may be actuated auto- 
matically under the control of automatic sequencing means such as a programmable logic controller. 

55 SUMMARY OF THE INVENTION 

[0005] The invention provides a coating apparatus comprising: 
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a) applicator means capable of applying a liquid from a reserve on the applicator to a substrate; 

b) supply pump means coupled in liquid flow communication with the applicator means, the supply pump means 
being capable of drawing the liquid from a reservoir and forcing the liquid to the applicator means; 

c) return pump means coupled in liquid flow communication with the applicator means, the return pump means 
being capable of drawing the liquid from the applicator means and forcing the liquid to a drain; and 

d) flow controller means capable of independently controlling the pumping action of each of the supply pump means 
and the return pump means. In one embodiment of the invention, the supply pump means, return pump means 
and flow controller may be retrofit onto an existing applicator means. In another preferred embodiment the appa- 
ratus further comprises; 

i) a first three-port valve having a first port connected to the reservoir, a second port connected to the supply 
pump means and a third port connected to a port of a second three-port valve; 

ii) a second three-port valve having a first port connected to said first three-port valve, a second port connected 
to the reservoir and a third port connected to a port of a third three-port valve; 

iii) a third three-port valve having a first port connected to a port of the second three-port valve, a second port 
connected to the drain and a third port connected to the return pump means; 

iv) a fourth three-port valve having a first port connected to the return pump means, a second port connected 
to the return liquid accumulator and third port connected to an output of the supply pump means and an input 
of the supply liquid accumulator. 

[0006] The invention also provides a method of dispensing a liquid to a substrate which comprises providing the 
above coating apparatus; causing the flow controller means to independently adjust each of the supply pump means 
and the return pump means such that a return pumping force is applied and maintained which is greater than an applied 
supply pumping force; and automechanicallyadjustingthefirst, second, third andfourth three-port valves to sequentially 
cause the apparatus to draw a liquid from a reservoir and direct the liquid to the applicator, drain the liquid from the 
apparatus, circulate a cleaning solution about the apparatus and drain the cleaning solution from the apparatus. 

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS 

[0007] Figure 1 shows a schematic representation of one embodiment of the coating apparatus arrangement ac- 
cording to the invention. 

[0008] Figure 2 shows a schematic representation of one embodiment of the coating apparatus arrangement ac- 
cording to the invention showing valve positions. 

[0009] Figure 3 shows a top view of an apparatus which embodies the invention. 
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENT 

[0010] Figure 1 schematically depicts one embodiment of the coating apparatus arrangement according to the in- 
vention. The coating apparatus of the invention employs applicator, fountain assembly or inker body means 1 00 capable 
of applying a liquid from a reserve on the applicator to a substrate. An applicator particularly useful for this invention 
is the fountain assembly which is described in U.S. patent 5,410,961 . This fountain assembly is alternatively provided 
with an ink, a coating composition or a cleaning solution via supply lines to a manifold internal to the fountain. As shown 
in Figure 1 , ink from a reservoir 1 02 is connected via suitable tubing to a supply pump 1 04. The supply pump may be 
any suitable pumping means such as a gear pump, peristaltic pump, diaphragm pump or the like as are well known in 
the art. The pump action is preferably controlled in pumping magnitude and speed by a flow controller including a 
programmable logic controller, not shown, via pneumatic lines 1 06. The supply pump 1 04 pumps ink or other desired 
solution to a liquid accumulator 108 which may be in the form of a suitable liquid collection vessel. The accumulator 
serves to dampen liquid supply surges to the inker body and aids in the provision of a more uniform source of liquid 
to the inker body. As stated before, the inker body itself is well known in the art. An important feature of the invention 
is a liquid return arrangement which serves to provide a more uniform supply and pressure of liquid throughout the 
apparatus. Inker bodies comprise a liquid reserve. That is, several liters of a liquid, such as ink fill a chamber within 
the inker body. This chamber is continually refilled by the supply pump from the ink reservoir 1 02. In order to keep the 
liquid level in the inker body chamber as constant as possible, liquid is withdrawn from the inker body by a return 
system. Withdrawn liquid flows from the inker body 100 to a drain accumulator 110. Such liquid is drawn by a return 
pump 112 and excess Ink returned to ink reservoir 102. Return pump 112 is likewise controlled by the flow controller. 
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including the programmable logic controller, not shown, via pneumatic lines 114. An important feature of the invention 
is that the supply pump 1 04 and return pump 1 1 2 be operated such that the return pumping force applied and maintained 
is greater the applied supply pumping force. This assures that there is a negative pressure in the circulation tubing 
and other parts which prevents ink overflow in the inker body. Preferably the flow controller means, including appropriate 
5 pump motors, is capable of independently controlling the pumping speed and pumping force magnitude of the each 
of the supply pump means and the return pump means. An air check valve 116 is preferably positioned between the 
applicator and the return pump to prevent a vacuum from building-up in the return lines. 

[0011] Figure 2 shows another preferred embodiment of the invention including an arrangement of several three- 
port valves. As hereinbefore mentioned, it is necessary to clean the inker body and supply and return lines of the 

10 apparatus with some degree of frequency. During inking operations, ink is normally drawn from and returned to reservoir 
102 by the supply and return pumps 104 and 112. However, during a liquid changeover, such as when it is desired to 
change ink colors, it is necessary first to drain all ink in the flow lines and then circulate and drain a cleaning solution 
prior to introducing the next liquid to be applied. This invention provides auto mechanically controlled alternate inking 
and washing cycles. By appropriately timing the function of each valve position, liquid supply and pump operation, ink 

is is sequentially applied by the inker body, ink is drained from the overall apparatus, cleaning solution flushes the appa- 
ratus parts and is drained to waste, and finally a new ink supply is introduced. 

[0012] Figure 2 shows the positioning of the three-port valves. Such three port valves are well known in the art and 
widely commercially available. Three-port valve 3 has a first port connected to the reservoir 102, a second port con- 
nected to the supply pump means 1 04 and a third port connected to a port of three-port valve 2. Three-port valve 2 

20 has a first port connected to three-port valve 1 , a second port connected to the reservoir 1 02 and a third port connected 
to a port of three-port valve 3. Three-port valve 1 has a first port connected to a port of three-port valve 2, a second 
port connected to a waste drain 120 and a third port connected to the return pump 112. Three-port valve 4 has a first 
port connected to the return pump 112, a second port connected to the return liquid accumulator 110 and third port 
connected to an output of the supply pump 104 and an input of the supply liquid accumulator 108. During a washing 

25 cycle, cleaning solution enters the apparatus via line 118 and drains to waste collector 120. The cleaning solution may 
comprise water alone, a detergent or any other appropriate solvent. As more fully described in U.S. patent 5,41 0,961 , 
the inker body preferably has washing nozzles which distribute the cleaning solution onto the applicator chamber, 
doctor blades, anilox rollers and other associated parts. 

[0013] In Figure 2 each of the ports of the four three-port valves are labelled A through K. Table 1 indicates the 
30 position of valves 1 through 4, supply and return pump action, cleaning solution supply and draining for a preferred 
automatic washing sequence. The operation of all of these parts and the timing of each step is preferably automatically 
configured and controlled by a programmable logic controller. The duration of each step lasts for from a few seconds 
to a few minutes depending on the nature of the liquid applied and the cleaning solution used. The duration of each 
step can be easily determined by those skilled in the art under the particular circumstances of operation. 

35 

TABLE 1 



45 



50 



Operation 


Supply 


Return 


Valve 1 


Valve 2 


Valve 3 In/ 


Valve 4 In/ 


Water/Sol 


InkerDrain 




Pump 


Pump 


In/Out 


In/Out 


Out 


Out 


vent 
Nozzles 


Valves 


Off 


OFF 


OFF 


A/C 


D/E 


H/l 


K/L 


OFF 


CLOSED 


Ink On 


ON 


ON 


A/B 


D/E 


H/l 


K/L 


OFF 


OPEN 




ON 


ON 


A/C 


D/E 


H/l 


K/L 


OFF 


OPEN 




ON 


ON 


A/C 


D/E 


H/l 


K/L 


OFF 


CLOSED 


Printing 


ON 


ON 


A/C 


D/E 


H/l 


K/L 


OFF 


CLOSED 


Ink Off 


OFF 


ON 


A/C 


D/E 


H/l 


K/L 


OFF 


OPEN 


Wash 


OFF 


ON 


A/C 


D/E 


H/l 


K/L 


OFF 


OPEN 




OFF 


ON 


A/B 


D/E 


H/l 


K/L 


ON 


OPEN 




OFF 


ON 


A/C 


D/E 


H/l 


J/L 


INT 


INT 




ON 


ON 


A/C 


D/F 


G/l 


K/L 


ON 


OPEN 




INT 


ON 


A/B 


D/F 


G/l 


J/L 


INT 


OPEN 




OFF 


ON 


A/B 


D/F 


G/l 


K/L 


ON 


INT 




INT 


ON 


A/B 


D/F 


G/l 


J/L 


INT 


OPEN 




OFF 


ON 


A/B 


D/F 


G/l 


K/L 


ON 


INT 
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TABLE 1 (continued) 



Operation 


Supply 


Return 


Valve 1 


Valve 2 


Valve 3 In/ 


Valve 4 In/ 


Water/Sol 


Inker Drain 




Pump 


Pump 


In/Out 


In/Out 


Out 


Out 


vent 


Valves 
















Nozzles 






INT 


ON 


A/8 


D/F 


G/l 


J/L 


INT 


OPEN 




OFF 


ON 


A/B 


D/F 


G/l 


K/L 


ON 


INT 


INT= Intermittent 



[001 4] In a typical inking sequence, the valve port positions are: 





Valve 1 


Valve 2 


Valve 3 


Valve 4 


Open 


A, C 


D, E 


H, I 


K, L 


Closed 


B 


F 


G 


J 



[001 5] In a typical inking sequence, the pump speeds and drain valves are as follows: 



20 





Supply Pump Speed 


Return Pump Speed 


Drain Valves 


Establish Ink Circuit 
Prime Inker 
Print 


High 
Low 

Operator Choice 


High 
Low 

Determined By Supply Speed 


Open 

Closed 

Closed 



[001 6] Automatic control and sequencing removes the burden of determining the length of the operating cycle from 
the press operator and permits the press operator to attend to other duties during automatic was and drain cycles. 
Thus, in automatic operation, all the press operator is required to do to initiate a cleaning cycle is to momentarily 
depress an actuator which causes the operation to advance from the printing mode to the drain mode, to the wash 
mode and finally turning off the pumps to a system off position upon conclusion of the cycles. The operator may then 
refill the reservoir with coating liquid, and restart the coating of operation. During the wash operation, cleaning solution 
is circulated through the applicator which cleans the anilox roller at the same time the applicator is cleaned. 
[001 7] Figure 3 shows a top view of an apparatus which embodies the invention. Shown are supply and return pumps 
104 and 112, pneumatic lines 106 and 114, accumulators 108 and 110, three-port valves 1, 2, 3, and 4, ink supply and 
return lines and suitable tubing and connectors. 

[001 8] It will be apparent that the coating circulation and wash-up system described above provides the advantages 
of the invention as stated. Regardless of whether the assembly is under remote control by manual or fully automatic, 
the requirement of removing the coaterfrom the press for cleaning is completely eliminated. It will be appreciated that 
the coating circulation and wash-up system of the present invention may be retrofit onto existing coating equipment 
without modifying existing press or coater equipment. While a particular form of the present invention has been illus- 
trated and described, it should be apparent that variations and modifications may be made therein without departing 
from the scope of the invention as set forth in the appended claims. 



Claims 

45 

1 . A coating apparatus comprising: 

a) applicator means capable of applying a liquid from a reserve on the applicator means to a substrate; 

50 b) supply pump means coupled in liquid flow communication with the applicator means, the supply pump 

means being capable of drawing the liquid from a reservoir and forcing the liquid to the applicator means; and 

c) return pump means coupled in liquid flow communication with the applicator means, the return pump means 
being capable of drawing the liquid from the applicator means and forcing the liquid to a drain; and 

55 

d) flow controller means capable of independently controlling the pumping action of each of the supply pump 
means and the return pump means; 
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CHARACTERIZED BY: 



e) a supply liquid accumulator positioned between the supply pump means and the applicator means and a 
return liquid accumulator positioned between the applicator means and the return pump means; 

5 

f) a first three-port valve having a first port connected to the reservoir, a second port connected to the supply 
pump means and a third port connected to a port of a second three-port valve; 

g) a second three-port valve having a first port connected to said first three-port valve, a second port connected 
10 to the reservoir and a third port connected to a port of a third three-port valve; 

h) a third three-port valve having a first port connected to a port of the second three-port valve, a second port 
connected to the drain and a third port connected to the return pump means; 

*s j) a fourth three-port valve having a first port connected to the return pump means, a second port connected 

to the return liquid accumulator and third port connected to an output of the supply pump means and an input 
of the supply liquid accumulator. 

2. The coating apparatus of claim 1 wherein the flow controller means is capable of adjusting each of the supply 
20 pump means and the return pump means such that a return pumping force is applied and maintained which is 

greater than an applied supply pumping force. 

3. The coating apparatus of claim I wherein the flow controller means is capable of independently controlling the 
pumping speed of the each of the supply pump means and the return pump means. 

25 

4. The coating apparatus of claim 1 wherein the flow controller means is capable of independently controlling the 
magnitude of pumping force of each of the supply pump means and the return pump means. 

5. The coating apparatus of claim 1 wherein the flow controller means maintains an adjustment of each of the supply 
30 pump means and the return pump means such that a return pumping force is applied and maintained which is 

greater than an applied supply pumping force, and the supply pump means applies a pumping force of liquid toward 
the applicator means at the same time that the return pump means applies a pumping force of liquid away from 
the applicator means. 

35 6. The coating apparatus of claim 1 wherein the flow controller means comprises a programmable logic controller. 

7. The coating apparatus of claim 1 further comprising an air check valve positioned between the applicator means 
and the return pump means. 

40 8. The coating apparatus of claim I wherein each of the supply pump means and the return pump means independently 
comprise a gear pump t peristaltic pump or diaphragm pump. 



9. An apparatus for supplying a liquid to a coating applicator means which is capable of applying the liquid to a 
substrate, which apparatus comprises: 

45 

a) supply pump means coupled in liquid flow communication with the applicator means, the supply pump 
means being capable of drawing the liquid from a reservoir and forcing the liquid to the applicator means; and 

b) return pump means coupled in liquid flow communication with the applicator means, the return pump means 
50 being capable of drawing the liquid from the applicator means and forcing the liquid to a drain; and 

c) flow controller means capable of independently controlling the pumping action of each of the supply pump 
means and the return pump means; 

CHARACTERIZED BY: 

55 

d) a supply liquid accumulator positioned between the supply pump means and the applicator means and a 
return liquid accumulator positioned between the applicator means and the return pump means; 
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e) a first three-port valve having a first port connected to the reservoir, a second port connected to the supply 
pump means and a third port connected to a port of a second three-port valve; 

f) a second three-port valve having a first port connected to said first three-port valve, a second port connected 
5 to the reservoir and a third port connected to a port of a third three-port valve; 

g) a third three-port valve having a first port connected to a port of the second three-port valve, a second port 
connected to the drain and a third port connected to the return pump means; 

10 h) a fourth three-port valve having a first port connected to the return pump means, a second port connected 

to the return liquid accumulator and third port connected to an output of the supply pump means and an input 
of the supply liquid accumulator. 

10. A method of dispensing a liquid to a substrate which comprises: 

15 

I) providing a coating apparatus comprising: 

a) applicator means capable of applying a liquid from a reserve on the applicator means to a substrate; 

20 b) supply pump means coupled in liquid flow communication with the applicator means, the supply pump 

means being capable of drawing the liquid from a reservoir and forcing the liquid to the applicator means; 
and 

c) return pump means coupled in liquid flow communication with the applicator means, the return pump 
25 means being capable of drawing the liquid from the applicator means and forcing the liquid to a drain; and 

d) flow controller means capable of independently controlling the pumping action of each of the supply 
pump means and the return pump means; 

CHARACTERIZED BY: 

30 

e) a supply liquid accumulator positioned between the supply pump means and the applicator means and 
a return liquid accumulator positioned between the applicator means and the return pump means; 

f) a first three-port valve having a first port connected to the reservoir, a second port connected to the 
35 supply pump means and a third port connected to a port of a second three-port valve; 

g) a second three-port valve having a first port connected to said first three-port valve, a second port 
connected to the reservoir and a third port connected to a port of a third three-port valve; 

4 o h) a third three-port valve having a first port connected to a port of the second three-port valve, a second 

port connected to the drain and a third port connected to the return pump means; 

i) a fourth three-port valve having a first port connected to the return pump means, a second port connected 
to the return liquid accumulator and third port connected to an output of the supply pump means and an 
45 input of the supply liquid accumulator, 

II) causing the flow controller means to independently adjust each of the supply pump means and the return 
pump means such that a return pumping force is applied and maintained which is greater than an applied 
supply pumping force. 

50 

11. A method of dispensing a liquid to a substrate which comprises: 

I) providing a coating apparatus comprising: 
55 a) applicator means capable of applying a liquid from a reserve on the applicator means to a substrate; 

b) supply pump means coupled in liquid flow communication with the applicator means, the supply pump 
means being capable of drawing the liquid from a reservoir and forcing the liquid to the applicator means; 
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and 

c) return pump means coupled in liquid flow communication with the applicator means, the return pump 
means being capable of drawing the liquid from the applicator means and forcing the liquid to a drain; and 

5 

d) flow controller means capable of independently controlling the pumping action of each of the supply 
pump means and the return pump means; 

CHARACTERIZED BY: 

10 e) a supply liquid accumulator positioned between the supply pump means and the applicator means and 

a return liquid accumulator positioned between the applicator means and the return pump means; 

f) a first three-port valve having a first port connected to the reservoir a second port connected to the 
supply pump means and a third port connected to a port of a second three-port valve; 

15 

g) a second three-port valve having a first port connected to said first three-port valve, a second port 
connected to the reservoir and a third port connected to a port of a third three-port valve; 



20 



25 



h) a third three-port valve having a first port connected to a port of the second three-port valve, a second 
port connected to the drain and a third port connected to the return pump means; 

i) a fourth three-port valve having a first port connected to the return pump means, a second port connected 
to the return liquid accumulator and third port connected to an output of the supply pump means and an 
input of the supply liquid accumulator; 

II) causing the flow controller means to independently adjust each of the supply pump means and the return 
pump means such that a return pumping force is applied and maintained which is greater than an applied 
supply pumping force; and 

30 Ml) automechanically adjusting the first, second, third and fourth three-port valves to sequentially cause the 

apparatus to draw a liquid from a reservoir and direct the liquid to the applicator means, drain the liquid from 
the apparatus, circulate a cleaning solution about the apparatus and drain the cleaning solution from the ap- 
paratus. 

35 12. The method of claim 11 wherein the flow controller means maintains an adjustment of each of the supply pump 
means and the return pump means such that a return pumping force is applied and maintained which is greater 
than an applied supply pumping force, and the supply pump means applies a pumping force of liquid toward the 
applicator means at the same time that the return pump means applies a pumping force of liquid away from the 
applicator means. 

40 

13. The method of claim 11 wherein the flow controller adjustment and first, second, third and fourth three-port valves 
adjustment is controlled by a programmable logic controller. 

45 Patentanspruche 

1. Beschichtungsvorrichtung umfassend: 

a) Auftragungsmittel, die eine Flussigkeit von einer Reserve auf dem Auftragungsmittel auf ein Substrat auf- 
50 tragen konnen; 

b) eine Versorgungspumpe, die in Flussigkeits-Stromungsverbindung mit dem Auftragungsmittel steht, wobei 
die Versorgungspumpe Flussigkeit aus einem Reservoir abziehen und dieselbe auf das Auftragungsmittel 
zwingen kann; und 
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c) eine Ruckforderpumpe, die in Flussigkeits-Stromungsverbindung mit dem Auftragungsmittel steht, wobei 
die Ruckfdrderpumpe Flussigkeit vom Auftragungsmittel abziehen und dieselbe zu einem AbfluB zwingen 
kann; und 
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d) Strdmungssteuerungsmittel, die unabhangig die Pumpwirkung von sowohl der Versorgungspumpe als auch 
der Ruckforderpumpe steuern konnen, gekennzeichnet durch: 

e) einen Speicher fur die Versorgungsflussigkeit, derzwischen der Versorgungspumpe und dem Auftragungs- 
5 mittel positioniertist, und einen Speicher fur die zuruckgeforderte Flussigkeit, derzwischen dem Auftragungs- 

mittel und der Ruckf6rderpumpe positioniert ist; 

f) ein erstes Dreiwegeventil, das mit seiner ersten Wegestellung mit dem Reservoir verb un den 1st, mit der 
zweiten Wegestellung mit der Versorgungspumpe verbunden ist und mit einer dritten Wegestellung mit einer 

10 Offnung eines zweiten Dreiwegeventils verbunden ist; 

g) ein zweites Dreiwegeventil, dessen erste Wegestellung mit dem ersten Dreiwegeventil verbunden ist, mit 
der zweiten Wegestellung mit dem Reservoirverbunden ist und mit der dritten Wegestellung mit einer Offnung 
eines dritten Dreiwegeventils verbunden ist; 

15 

h) ein drittes Dreiwegeventil, dessen erste Wegestellung mit einer Offnung des zweiten Dreiwegeventils ver- 
bunden ist, mit der zweiten Wegestellung mit dem AbfluB verbunden ist und mit der dritten Wegestellung mit 
der Ruckforderpumpe verbunden ist, 

20 i) ein viertes Dreiwegeventil, dessen erste Wegestellung mit der Ruckforderpumpe verbunden ist, mit der 

zweiten Wegestellung mit dem Speicher fur ruckgef6rderte Flussigkeit verbunden ist und mit der dritten Wege- 
stellung mit dem Ausgang der Versorgungspumpe und einem EinlaB des Speichers fur Versorgungsflussigkeit 
verbunden ist. • 

Beschichtungsvorrichtung nach Anspruch 1 , bei der das Strdmungssteuerungsmittel sowohl die Versorgungspum- 
pe als auch die Ruckforderpumpe so einstellen kann, daB eine Ruckforderungs- oder Rucksaugkraft ausgeubt 
und aufrechterhalten wird, die groBer ist, als die angelegte Versorgungspumpenkraft. 

Beschichtungsvorrichtung nach Anspruch 1, bei der das Stromungssteuerungsmittel unabhangig die Pumpenge- 
schwindigkeit von sowohl der Versorgungspumpe, als auch der Ruckforderpumpe steuern kann. 

Beschichtungsvorrichtung nach Anspruch 1 , bei der das Stromungssteuerungsmittel unabhangig die Starke der 
Pumpkraft von sowohl der Versorgungspumpe, als auch der Ruckforderungspumpe steuern kann. 

Beschichtungsvorrichtung nach Anspruch 1, bei der das Stromungssteuerungsmittel eine Einstellung von sowohl 
der Versorgungspumpe als auch der Ruckforderpumpe derart aufrechterhalt, daB eine Ruckforderungspumpen- 
kraft ausgeubt und aufrechterhalten wird, die groBer ist als eine ausgeubte Versorgungspumpenkraft, und wobei 
die Versorgungspumpe eine Flussigkeitspumpenkraft in Richtung auf das Auftragungsmittel zur gleichen Zeit aus- 
ubt, wie die Ruckforderpumpe eine Flussigkeitspumpenkraft weg vom Auftragungsmittel ausiibt. 

Beschichtungsvorrichtung nach Anspruch 1, bei der das Stromungssteuerungsmittel eine programmierbare Lo- 
giksteuerung umfaBt. 

Beschichtungsvorrichtung nach Anspruch 1 , ferner umfassend ein Luftpriifventil, das zwischen dem Auftragungs- 
mittel und der Ruckforderpumpe positioniert ist. 

Beschichtungsvorrichtung nach Anspruch 1, bei dem jede Versorgungspumpe undjede Ruckforderpumpe unab- 
hangig voneinander eine Zahnradpumpe eine peristaltische oder Schlauchpumpe oder eine Membran umfaBt. 

Vorrichtung zum Zufuhren einer Flussigkeit zu einem Beschichtungsauftragungsmittel, das die Flussigkeit auf ein 
Substrat auftragen kann, wobei die Vorrichtung folgendes umfaBt: 

a) eine Versorgungspumpe, die in Flussigkeits-Stromungsverbindung mit dem Auftragungsmittel stent, wobei 
die Versorgungspumpe Flussigkeit aus einem Reservoir abziehen und dieselbe auf das Auftragungsmittel 

55 zwingen kann; und 

b) eine Ruckforderpumpe, die in Flussigkeits-Stromungsverbindung mit dem Auftragungsmittel steht, wobei 
die Ruckforderpumpe Flussigkeit vom Auftragungsmittel abziehen und dieselbe zu einem AbfluB zwingen 
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kann; und 

c) Stromungssteuerungsmittel, die unabhangig die Pumpwirkung von sowohl der Versorgungspumpe als auch 
der Ruckforderpumpe steuern konnen, gekennzeichnet durch: 

d) einen Speicher fur die Zufuhrflussigkeit, positioniert zwischen der Versorgungspumpe und dem Auftra- 
gungsmittel und einen Spelcherfurdie ruckgeforderte Flussigkeit, positioniert zwischen dem Auftragungsmittel 
und der Ruckforderpumpe; 

e) ein erstes Dreiwegeventil, das mit seiner ersten Wegestellung mit dem Reservoir verbunden ist, mit der 
zweiten Wegestellung mit der Versorgungspumpe verbunden ist und mit einer dritten Wegestellung mit einer 
Offnung eines zweiten Dreiwegeventils verbunden ist; 

f) ein zweites Dreiwegeventil, dessen erste Wegestellung mit dem ersten Dreiwegeventil verbunden ist, mit 
der zweiten Wegestellung mit dem Reservoir verbunden ist und mit der dritten Wegestellung mit einer Offnung 
eines dritten Dreiwegeventils verbundne ist; 

g) ein drittes Dreiwegeventil, dessen erste Wegestellung mit einer Offnung des zweiten Dreiwegeventils ver- 
bunden ist, mit der zweiten Wegestellung mit dem AbfluB verbunden ist und mit der dritten Wegestellung mit 
der Ruckforderpumpe verbunden ist, 

h) ein viertes Dreiwegeventil, dessen erste Wegestellung mit der Ruckforderpumpe verbunden ist, mit der 
zweiten Wegestellung mit dem Speicher fur ruckgeforderte Flussigkeit verbunden ist und mit der dritten Wege- 
stellung mit dem Ausgang der Versorgungspumpe und einem EinlaB des Speichers fur Versorgungsflussigkeit 
verbunden ist. 

10. Verfahren zur Abgabe einer Flussigkeit auf ein Substrat, das folgendes umfaf3t: 
I) Vorsehen einer Beschichtungsvorrichtung, umfassend: 

a) Auftragungsmittel, die eine Flussigkeit von einer Reserve auf dem Auftragungsmittel auf ein Substrat 
auftragen k6nnen; 

b) eine Versorgungspumpe, die in Flussigkeits-Stromungsverbindung mit dem Auftragungsmittel stent, 
wobei die Versorgungspumpe Flussigkeit aus einem Reservoir abziehen und dieselbe auf das Auftra- 
gungsmittel zwingen kann; und 

c) eine Ruckforderpumpe, die in Flussigkeits-Stromungs-Verbindung mit dem Auftragungsmittel steht, 
wobei die Ruckforderpumpe Flussigkeit vom Auftragungsmittel abziehen und dieselbe zu einem AbfluB 
zwingen kann; und 

d) Stromungssteuerungsmittel, die unabhangig die Pumpwirkung von sowohl der Versorgungspumpe als 
auch der Ruckforderpumpe steuern konnen, gekennzeichnet durch: 

e) einen Speicher fur die Versorgungsflussigkeit, der zwischen der Versorgungspumpe und dem Auftra- 
gungsmittel positioniert ist, und einen Speicher fur die zu ruckgeforderte Flussigkeit, der zwischen dem 
Auftragungsmittel und der Ruckforderpumpe positioniert ist; 

f) ein erstes Dreiwegeventil, das mit seiner ersten Wegestellung mit dem Reservoir verbunden ist, mit der 
zweiten Wegestellung mit der Versorgungspumpe verbunden ist und mit einer dritten Wegestellung mit 
einer 6ffnung eines zweiten Dreiwegeventils verbunden ist; 

g) ein zweites Dreiwegeventil, dessen erste Wegestellung mit dem ersten Dreiwegeventil verbunden ist, 
mit der zweiten Wegestellung mit dem Reservoir verbunden ist und mit der dritten Wegestellung mit einer 
Offnung eines dritten Dreiwegeventils verbunden ist; 

h) ein drittes Dreiwegeventil, dessen erste Wegestellung mit einer Offnung des zweiten Dreiwegeventils 
verbunden ist, mit der zweiten Wegestellung mit dem AbfluB verbunden ist und mit der dritten Wegestel- 
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lung mit der Ruckforderpumpe verbunden ist; 

i) ein viertes Dreiwegeventil, dessen erste Wegestellung mit der Ruckforderpumpe verbunden ist, mit der 
zweiten Wegestellung mit dem Speicher fur riickgeforderte Flussigkeit verbunden ist und mit der dritten 
Wegestellung mit dem Ausgang der Versorgungspumpeund einem EinlaGdes Speichers furVersorgungs- 
flussigkeit verbunden ist. 

II) bewirken, da3 das Stromungssteuerungsmittel unabhangig sowohl die Versorgungspumpe, als auch die 
Ruckforderpumpe derart einstellt, daB eine Ruckf6rderpumpenkraft ausgeubt und aufrechterhalten wird, die 
groGer ist als die ausgeubte Versorgungspumpenkraft. 

Verfahren zur Abgabe einer Flussigkeit auf ein Substrat, das folgendes umfaBt: 

I) Vorsehen einer Beschichtungsvorrichtung, umfassend: 

a) Auftragungsmittel, die eine Flussigkeit von einer Reserve auf dem Auftragungsmittel auf ein Substrat 
auftragen konnen; 

b) eine Versorgungspumpe, die in Fliissigkeits-Stromungsverbindung mit dem Auftragungsmittel stent, 
wobei die Versorgungspumpe Flussigkeit aus einem Reservoir abziehen und dieselbe auf das Auftra- 
gungsmittel zwlngen kann; und 

c) eine Ruckforderpumpe, die in Flussigkeits-Stromungsverbindung mit dem Auftragungsmittel stent, wo- 
bei die Ruckforderpumpe Flussigkeit vom Auftragungsmittel abziehen und dieselbe zu einem AbfluB zwin- 
gen kann; und 

d) Stromungssteuerungsmittel, die unabhangig die Pumpwirkung von sowohl der Versorgungspumpe als 
auch der Ruckforderpumpe steuern konnen, gekennzeichnet durch: 

e) einen Speicher fur die Versorgungsflussigkeit, der zwischen der Versorgungspumpe und dem Auftra- 
gungsmittel position iert ist, und einen Speicher fur die zuruckgeforderte Flussigkeit, der zwischen dem 
Auftragungsmittel und der Ruckforderpumpe positioniert ist; 

f) ein erstes Dreiwegeventil, das mit seiner ersten Wegestellung mit dem Reservoir verbunden ist, mit der 
zweiten Wegestellung mit der Versorgungspumpe verbunden ist und mit einer dritten Wegestellung mit 
einer Offnung eines zweiten Dreiwegeventils verbunden ist; 

g) ein zweites Dreiwegeventil, dessen erste Wegestellung mit dem ersten Dreiwegeventil verbunden ist, 
mit der zweiten Wegestellung mit dem Reservoir verbunden ist und mit der dritten Wegestellung mit einer 
Offnung eines dritten Dreiwegeventils verbunden ist; 

h) ein drittes Dreiwegeventil, dessen erste Wegestellung mit einer Offnung des zweiten Dreiwegeventils 
verbunden ist, mit der zweiten Wegestellung mit dem AbfluB verbunden ist und mit der dritten Wegestel- 
lung mit der Ruckforderpumpe verbunden ist; 

i) ein viertes Dreiwegeventil, dessen erste Wegestellung mit der Ruckforderpumpe verbunden ist, mit der 
zweiten Wegestellung mit dem Speicher fur riickgeforderte Flussigkeit verbunden ist und mit der dritten 
Wegestellung mit dem Ausgang der Versorgungspumpe und einem EinlaBdes Speichers fur Versorgungs- 
flussigkeit verbunden ist; 

II) Bewirken, daf3 das Stromungssteuerungsmittel unabhangig sowohl Versorgungspumpe als auch die Ruck- 
forderpumpe derart einstellt, daB eine Ruckforderpumpenkraft ausgeubt und aufrechterhalten wird, die grafter 
ist als die ausgeubte Versorgungspumpenkraft; und 

III) automechanisches Einstellen des ersten, zweiten, dritten und vierten Dreiwegeventils zum aufeinanderfol- 
genden Bewirken, dafB die Vorrichtung eine Flussigkeit aus einem Reservoir abzieht und die Flussigkeit auf 
das Auftragungsmittel richtet, Entleeren der Flussigkeit aus der Vorrichtung, Zirkulieren einer Reinigungslo- 
sung tiber die Vorrichtung und Entleeren der Reinigungslosung von der Vorrichtung. 
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12. Verfahren nach Anspruch 11 , bei der das Stromungssteuerungsmittel eine Einstellung sowohl der Versorgungs- 
pumpe, als auch der Ruckforderpumpe derart aufrechterhalt. daf3 eine Ruckforderungspumpenkraft ausgeubt und 
aufrechterhalten wird, die grofler ist als die ausgeubte Versorgungspumpenkraft, und daB die Versorgungspumpe 
eine Pumpenkraft der Flussigkeit in Richtung auf das Auftragungsmittel zur gleichen Zeit ausubt. wie die Ruckfor- 
derungspumpe eine Pumpenkraft der Flussigkeit weg vom Auftragungsmittel ausubt. 

13. Verfahren nach Anspruch 11 , bei dem die Stromungssteuerungseinstellung und die Einstellung des ersten, zwei- 
ten, drltten und vierten Dreiwegeventils durch eine programmierbare Logiksteuerung gesteuert wird. 



Revendicatfons 

1 . Un dispositif de revetement comprenant : 

a) des moyens applicateurs pouvant appiiquer un liquide a partir d'une reserve sur I'applicateur a un substrat ; 

b) des moyens formant pompe d'alimentation couples, en communication d'ecoulement de liquide, avec les 
moyens applicateurs, les moyens formant pompe d'alimentation pouvant extraire le liquide d'un reservoir et 
forcer le liquide vers les moyens applicateurs ; et 

c) des moyens formant pompe de retour couples, en communication d'ecoulement de liquide, avec les moyens 
applicateurs, les moyens formant pompe de retour pouvant extraire le liquide a partir des moyens applicateurs 
et forcer le liquide vers un drain ; et 

d) des moyens de commande d'ecoulement pouvant commander independamment Taction de pompage de 
chacun des moyens formant pompe d'alimentation et des moyens formant pompe de retour ; 

caracterise par 

e) un accumulateur de liquide d'alimentation place entre les moyens formant pompe d'alimentation et les 
moyens applicateurs et un accumulateur de liquide de retour place entre les moyens applicateurs et les 
moyens formant pompe de retour ; 

f) une premiere vanne a trois orifices ayant un premier orifice relie au reservoir, un deuxieme orifice relie aux 
moyens formant pompe d'alimentation et un troisieme orifice relie a un orifice d'une deuxieme vanne a trois 
orifices ; 

g) une deuxieme vanne a trois orifices ayant un premier orifice relie a ladite premiere vanne a trois orifices, 
un deuxieme orifice relie au reservoir et un troisieme orifice relie a un orifice d'une troisieme vanne a trois 
orifices ; 

h) une troisieme vanne a trois orifices ayant un premier orifice relie a un orifice de la deuxieme vanne a trois 
orifices, un deuxieme orifice relie au drain et un troisieme orifice reli6 aux moyens formant pompe de retour ; 

i) une quatrieme vanne a trois orifices ayant un premier orifice relie aux moyens formant pompe de retour, un 
deuxieme orifice relief a Taccumulateur de liquide de retour et un troisieme orifice relie a une sortie des moyens 
formant pompe d'alimentation et une entree de I'accumulateur de liquide d'alimentation. 

2. Le dispositif de revetement selon la revendication 1 , dans lequel les moyens de commande d'ecoulement peuvent 
regler chacun des moyens formant pompe d'alimentation et des moyens formant pompe de retour, de maniere 
que soit appliquee et maintenue une force de pompage de retour, qui soit superieure a une force de pompage 
d'alimentation appliquee. 

3. Le dispositif de revetement selon la revendication 1 , dans lequel les moyens de commande d'ecoulement peuvent 
commander independamment la Vitesse de pompage de chacun des moyens formant pompe d'alimentation et 
des moyens formant pompe de retour. 

4. Le dispositif de revetement selon la revendication 1 , dans lequel les moyens de commande d'ecoulement peuvent 
commander independamment I'intensite de la force de pompage de chacun des moyens formant pompe d'alimen- 
tation et des moyens formant pompe de retour. 

5. Le dispositif de revetement selon la revendication 1 , dans lequel les moyens de commande d'ecoulement main- 
tiennent un reglage de chacun des moyens formant pompe d'alimentation et des moyens formant pompe de retour 
de maniere que soit appliquee et maintenue une force de pompage de retour, qui soit superieure a une force de 
pompage d'alimentation appliquee, et les moyens formant pompe d'alimentation appliquent une force de pompage 
de liquide vers les moyens applicateurs au moment ou les moyens formant pompe de retour appliquent une force 
de pompage de liquide depuis les moyens applicateurs. 
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6. Le dispositif de revetement selon la revendication 1 , dans lequel les moyens de commande d'ecoulement com- 
p ren n e nt un organ e de commande logique programmable. 

7. Le dispositif de revetement selon la revendication 1 , comprenant en outre des moyens formant clapet de retenue 
d'air. places entre les moyens applicateurs et les moyens formant pompe de retour. 

8. Le dispositif de revetement selon la revendication 1 , dans lequel chacun des moyens formant pompe d'alimentation 
et des moyens formant pompe de retour comprend independamment une pompe a engrenages, une pompe pe- 
ristaltique ou une pompe a diaphragme. 

9. Un dispositif pour fournir un Jiquide a des moyens applicateurs de revetement qui peuvent appliquer le liquide a 
un substrat, ce dispositif comprenant : 

a) des moyens formant pompe d'alimentation couples, en communication d'ecoulement de liquide, avec les 
moyens applicateurs, les moyens formant pompe d'alimentation pouvant extraire le liquide d'un reservoir et 
forcer le liquide vers les moyens applicateurs ; et 

b) des moyens formant pompe de retour couples, en communication d'ecoulement de liquide, avec les moyens 
applicateurs, les moyens formant pompe de retour pouvant extraire le liquide des moyens applicateurs et 
forcer le liquide vers un drain ; et 

c) des moyens de commande d'ecoulement pouvant commander independamment Taction de pompage de 
chacun des moyens formant pompe d'alimentation et des moyens formant pompe de retour. 

caracterlse par 

d) un accumulateur de liquide d'alimentation place entre les moyens formant pompe d'alimentation et les 
moyens applicateurs et un accumulateur de liquide de retour place entre les moyens applicateurs et les 
moyens formant pompe de retour ; 

e) une premiere vanne a trois orifices ayant un premier orifice relie au reservoir, un deuxieme orifice relie au 
moyen formant pompe d'alimentation et un troisieme orifice relie a un orifice d'une deuxieme vanne a trois 
orifices ; 

f) une deuxieme vanne a trois orifices ayant un premier orifice relie a ladite premiere vanne a trois orifices, 
un deuxieme orifice relie au reservoir et un troisieme orifice relie a un orifice d'une troisieme vanne a trois 
orifices ; 

g) une troisieme vanne a trois orifices ayant un premier orifice relie a un orifice de la deuxieme vanne a trois 
orifices, un deuxieme orifice relie au drain et un troisieme orifice relie aux moyens formant pompe de retour ; 

h) une quatrieme vanne & trois orifices ayant un premier orifice relie aux moyens formant pompe de retour. 
un deuxieme orifice relie a I'accumulateur de liquide de retour et un troisieme orifice relie a une sortie des 
moyens formant pompe d'alimentation et une entree de I'accumulateur de liquide d'alimentation. 

10. Un procede de distribution d'un liquide. vers un substrat, comprenant: 

I) la fourniture d'un dispositif de revetement comprenant : 

a) des moyens applicateurs pouvant appliquer un liquide provenant d'une reserve sur I'applicateur vers 
un substrat ; 

b) des moyens formant pompe d'alimentation couples en communication d'ecoulement de liquide avec 
les moyens applicateurs, les moyens formant pompe d'alimentation pouvant extraire le liquide d'un reser- 
voir et forcer le liquide vers les moyens applicateurs ; et 

c) des moyens formant pompe de retour couples en communication d'ecoulement de liquide avec les 
moyens applicateurs, les moyens formant pompe de retour pouvant extraire le liquide des moyens appli- 
cateurs et forcer le liquide vers un drain; et 

d) des moyens de commande d'ecoulement pouvant commander independamment Taction de pompage 
de chacun des moyens formant pompe d'alimentation et des moyens formant pompe de retour; 

caracterise par 

e) un accumulateur de liquide d'alimentation place entre les moyens formant pompe d'alimentation et les 
moyens applicateurs et un accumulateur de liquide de retour place entre les moyens applicateurs et les 
moyens formant pompe de retour ; 

f) une premiere vanne a trois orifices ayant un premier orifice relie au reservoir, un deuxieme orifice relie 
aux moyens formant pompe d'alimentation et un troisieme orifice relie a un orifice d'une deuxieme vanne 
a trois orifices ; et 
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g) une deuxieme vanne a trois orifices ayant un premier orifice relie a ladtte premiere vanne a trois orifices, 
un deuxieme orifice relie au reservoir et un troisieme orifice relie a un orifice d'une troisieme vanne a trois 
orifices ; 

h) une troisieme vanne a trois orifices ayant un premier orifice relie a un orifice de la deuxieme vanne a 
trois orifices, un deuxieme orifice relie au drain et un troisieme orifice relie aux moyens formant pompe 
de retour ; 

i) une quatrieme vanne a trois orifices ayant un premier orifice reli6 aux moyens formant pompe de retour. 
un deuxieme orifice relie a I'accumulateur de liquide de retour et un troisieme orifice relie a une sortie des 
moyens formant pompe d'alimentation et une entree de I'accumulateur de liquide d'alimentation ; 

II) le reglage inddpendant, forc6 par les moyens de commande d'ecoulement, de chacun des moyens formant 
pompe d'alimentation et des moyens formant pompe de retour, de maniere que soit appliquee et maintenue 
une force de pompage de retour, qui soit superieure a une force de pompage d'alimentation appliquee. 

11. Un proc6de de distribution d'un liquide vers un substrat, comprenant : 

I) la fourniture d'un dispositif de revetement comprenant : 

a) des moyens applicateurs pouvant appliquerun liquide d'une reserve sur Papplicateur vers un substrat ; 

b) des moyens formant pompe d'alimentation couples en communication d'ecoulement de liquide avec 
les moyens applicateurs, les moyens formant pompe d'alimentation pouvant extraire le liquide d'un reser- 
voir et forcer le liquide vers les moyens applicateurs ; et 

c) des moyens formant pompe de retour couples en communication d'ecoulement de liquide avec les 
moyens applicateurs, les moyens formant pompe de retour pouvant extraire le liquide des moyens appli- 
cateurs et forcer le liquide vers un drain ; et 

d) des moyens de commande d'ecoulement pouvant commander independamment Taction de pompage 
de chacun des moyens formant pompe d'alimentation et des moyens formant pompe de retour ; 

caracterise par : 

e) un accumulateur de liquide d'alimentation place entre les moyens formant pompe d'alimentation et les 
moyens applicateurs et un accumulateur de liquide de retour place entre les moyens applicateurs et les 
moyens formant pompe de retour ; 

f) une premiere vanne a trois orifices ayant un premier orifice relie au reservoir, un deuxieme orifice relie 
aux moyens formant pompe d'alimentation et un troisieme orifice relie a un orifice d'une deuxieme vanne 
a trois orifices ; et 

g) une deuxieme vanne a trois orifices ayant un premier orifice relie a ladite premiere vanne a trois orifices, 
un deuxieme orifice relie" au reservoir et un troisieme orifice relie a un orifice d'une troisieme vanne a trois 
orifices ; 

h) une troisieme vanne a trois orifices ayant un premier orifice reli6 a un orifice de la deuxieme vanne a 
trois orifices, un deuxieme orifice relie au drain et un troisieme orifice relie> aux moyens formant pompe 
de retour ; 

i) une quatrieme vanne a trois orifices ayant un premier orifice relie aux moyens formant pompe de retour. 
un deuxieme orifice relie a I'accumulateur de liquide de retour et un troisieme orifice relie a une sortie des 
moyens formant pompe d'alimentation et une entree de I'accumulateur de liquide d'alimentation ; 

II) le reglage independent, force par les moyens de commande d'ecoulement, de chacun des moyens formant 
pompe d'alimentation et des moyens formant pompe de retour, de maniere que soit appliquee et maintenue 
une force de pompage de retour, qui soit sup6rieure a une force de pompage d'alimentation appliquee ; et 

III) le r6glage auto-mecanique des premiere, deuxieme, troisieme et quatrieme vannes a trois orifices, pour 
forcer s6quentiellement le dispositif a extraire un liquide d'un reservoir et orienter le liquide vers I'applicateur, 
drainer le liquide du dispositif, faire circuler une solution de nettoyage autour du dispositif et drainer la solution 
de nettoyage du dispositif. 

12. Le procede selon la revendication 1 1 , dans lequel les moyens de commande d'ecoulement maintiennent un reglage 
de chacun des moyens formant pompe d'alimentation et des moyens formant pompe de retour, de maniere que 
soit appliquee et maintenue une force de pompage de retour, qui soit superieure a une force de pompage d'ali- 
mentation appliquee, et les moyens formant pompe d'alimentation appliquent une force de pompage de liquide 
vers les moyens applicateurs au moment ou les moyens formant pompe de retour appliquent une force de pompage 
de liquide hors des moyens applicateurs. 



14 



EP 0 765 747 B2 



13. Le precede selon la revendication 1 1 , dans lequel le reglage de I'organe de commande d'ecoulement et le reglage 
des premiere, deuxieme : troisieme et quatrieme vannes a trois orifices sont commandes par un organe de com- 
mande logique programmable. 
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